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Polytec prasentiert Innovationen der optischen Messtechnik
fur MEMS/MST auf der Hannover Messe 2009

Auf der Sondershow MicroTechnology 2009 prasentiert Polytec im Rahmen der
Hannover Messe Losungen der optischen Messtechnik zur Charakterisierung des
dynamischen Verhaltens sowie auch zur Messung der statischen Topographie von
Mikrosystemen.

2 Grofenordnungen mehr Bandbreite gegenliber herkdmmlichen Vibrometern
pradestinieren das brandneue Polytec UHF-120 Ultra-Hoch Frequenz Vibrometer
zur Messung mechanischer Schwingungen im Bereich bis zu einigen Hundert MHz
und ermdglicht so ein Bundel neuartiger Anwendungen.

Fir die allgemeine dynamische 3-D Charakterisierung und auch zur Analyse der
Oberflachentopografie von MEMS- und MOEMS-Mikrostrukturen ist der Polytec
MSA-500 Micro System Analyzer das Instrument der Wahl. Als funktionsstarkes All-
in-one Messsystem ermoglicht es schnelle und aussagekraftige Messungen
wichtiger funktionaler Gré3en von Mikrosystemen.

Und far Anwendungen der Qualitatskontrolle zeigt Polytec das TMS-100 TopMap
Metro.Lab zur grof3flachigen Messung der Oberflachentopographie. Das schnelle,
optische System verfligt tber ein grol3es Gesichtsfeld bei gleichzeitig groRem
Scanbereich von bis zu 70 mm.

Zusatzlich zur Messgerateprasentation auf dem IVAM-Gemeinschaftsstand ist
Polytec mit dem Fachvortrag ,,Optical Characterization of Dynamic and Topography

Properties of Microsystems* auf dem IVAM-Forum vertreten.

Weitere Informationen: www.polytec.com
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